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Urządzenie do regulacji nacisku na czujniki tensometryczne
wagi elektronicznej
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Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
urządzenie ido regulacji nacisku na czujniki ten-
sometryczne wagi elektronicznej, umieszczone mię¬
dzy podstawą czujników tensometrycznych, a pod¬
stawą urządzenia naważanego, - przeznaczone w
szczególości dla obszarów działania podwyższonych
temperatur w odlewnictwie.

Stan techniki. W dotychczasowych rozwiąza¬
niach płyty nośne czujników terasometrycznyeh
oparte są w środku na końcówkach czujników ten-
somterycznych z jednej strony, zaś z drugiej stro¬
ny na obwodzie na fragmentach łożysk tocznych
wzdłużnych. Łożyska- toczne są przymocowane na
stałe do podstawy urządzenia naważanego.

Podparcie płyt nośnych zabudowy czujników w
środku i na obwodzie powoduje powstawanie nar-
prażeń zginających płyt, co w przypadku nierów¬
nomiernego obciążenia płyt doprowadza do ich
pękania,

Podstawy czujników tensometrycznych ustalane
są względem podstawy urządzenia naważanego za
pomocą czopów ustalających lub odciągów wag.
Czopy ustalające względnie odciągi wag przymoco¬
wane są z jednej strony do podstawy czujników
tensometrycznych, zaś z drugiej strony do podsta¬
wy urządzenia naważanego.

Czopy ustalające nie pozwalają na jakiekolwiek
przemieszczanie powyższych podstaw względem
siebie. Odciągi wag stanowiące skomplikowany ze¬
spół wielu elementów umożliwiaących przemiesz-
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czanie w poziomie podstawy urządzenia naważa¬
nego względem podstawy czujników tensometrycz¬
nych, lecz tylko podczas montażu tych podstaw,
według dotychczasowego rozwiązania szczególnie
W przypadku zastosowania wagi elektronicznej
w obszarze działania podwyższonych temperatur,
np. do ważenia porcji ciekłego metalu wylewane¬
go z pieców elektrycznych lub naważania wsadu
do pieców, zarówno czopy ustalające jaik i odciągi
wag uniemożliwiają ustawianie się podstawy urzą¬
dzenia naważanego względem podstawy czujników
tensometrycznych w zależności od zmian ich wy¬
miarów liniowych. Wpływa to na wysoki błąd po¬
miaru wag elektronicznych. W przypadku zastoso¬
wania: tego typu wag elektronicznych w odlew¬
nictwie, otrzymuje się w następstwie wytopy o
niewłaściwymi składzie chemicznym.

Istota wynalazku. Celem wynalazku jest wyeli¬
minowanie powyższych wad i niedogodności po¬
przez opracowanie niezawodnego w działaiu .urzą¬
dzenia do regulacji nacisku na czujniki tensome¬
tryczne wagi elektronicznej, umożliwiającego pra¬
widłowe działanie wagi elek-troniczej zwłaszcza w
zakresie powtarzalności pomiaru, liniowości oraz
stałości czułości i zerai, w szczególności w obsza¬
rze działania podwyższonych temperatur, oraz
umożliwiającego równocześnie bezpieczną wymia¬
nę uszkodzonego czujnika- tensometrycznego' bez
stosowania dodatkowych urządzeń.

Urządzenie do regulacji nacisków na czujniki
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* tensometryczne wagi elektronicznej według wyna¬
lazku, umieszczone między podstawą czujnika ten-
sometrycznegg ,ą,. podstawą urządzenia naważanego,
składa się z zabudowy czujnika tensometrycznego
osadzonej na końcówce czujnika tensometryczne¬
go,. zawierającej między płytą nośną a trzpieniem
nośnym kulki równomiernie roizmieszczone na po¬
wierzchni między nimi i umieszczone w koszyku,
gdzie trzpień nośny wkręcany jest w tuleję płyty
górnej przymocowanej do podstawy urządzenia na¬
ważanego, oraz z zespołu ustalającego umieszczone¬
go obok czujnika tensometrycznego i zamocowane¬
go do podstawy czujnika tensometrycznego, składa¬
jącego się ze stałego* korpusu, śruby z nakrętką
do regulacji w pionie wkręcanej w korpus oraz

. śrub z kulkami do regulacji w płaszczyźnie pozio¬
mej, wkręcanych we wspornik przymocowany do
'podstawy urządzenia naważanego.

Urządzenie według wynalazku umożliwia prze¬
mieszczanie w poziomie podstawy urządzenia na¬
ważanego względem podstawy czujników tensome-
trycznych, zapewniając równomierne rozłożenie
nacisków na te czujniki. Zachowanie odpowied¬
nich luzów pomiędzy śrubami wkręcanymi w kor¬
pus i podstawą czujników zapewniają dokładne
i prawidłowe działanie waigi tensometrycznej na¬
wet w przypadku wzajemnych zmian wymiarów
liniowych podstawy czujników tensometrycznych
i podstawy urządzenia naważanego, pod wpływem
działała podwyższonych temperatur, nip. na odlew¬
niach, wpływając w efekcie na wysoką dokładność
ważenia, zwłaszcza składników wsadowych, a tym
samyim uzyskiwanie wytopów o żądanym składzie
chemicznym; Osadzenie urządzeń naważanych na
końcówkach czujników tensometrycznych za po¬
średnictwem płyt nośnych wspartych na kulkach
równomiernie rozmieszczonych na całej powierzch¬
ni trzpieni nośnych eliminują dotychczas występu¬
jące naprężenia, a tym samym uszkodzenia wag
tensometrycznych, przechyły urządzeń naważanych,
np. pieców elektrycznych do topienia lub prze¬
trzymywania ciekłych metali z ciekłym wsadem,
eliminując tym 'samym poważne zagrożenia z te¬
go wynikające na stanowiskach pracy. Zespól usta¬
lający unosząc w górę podstawę urządzenia nawa¬
żanego oraz tworząc stałą podporę, umożliwia łat¬
wą i bezpieczną wymianę uszkodzonego czujnika
tensometrycznego, bez konieczności stosowania do¬
datkowych urządzeń podnośnikowych.

Przykład wykonania. Przedmiot wynalazku uwi¬
doczniony jest w przykładzie wykonania, na ry¬
sunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie do>
regulacji nacisków na czujniki tensometryczne wa-
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gi elektronicznej, w widoku z boku, fig. 2 — prze¬
krój wzdłuż linii A—A urządzenia według fig. 1,
w widoku z góry, fig 3 — przekrój pionowy za¬
budowy czujnika tensometrycznego', fig. 4 — prze-

' krój ppprzeczny zabudwy według fig. 3 wzdłuż
linii B—B, fig. 5 — przekrój pionowy zespołu usta¬
lającego, fig. 6 — przekrój poprzeczny zespołu
ustalającego według fig. 5, wzdłuż linii C—.C

Urządzenie do regulacji nacisku ńa czujniki ten-
10 sometryczne wagi elektronicznej umieszczone jest

między podstawą 1 czujnika tensometrycznego
i podstawą 2 urządzenia naważanego. Urządzenie
według wynalazku, składa się z zabudowy I
czujnika tensomeerycznego oraz z zespołu ustala-

5 jącego II. Zabudowa I osadzona jest na końców¬
ce 3 tego czujnika i zawiera między płyts nośną 4
a trzpieniem nośnym 5 kulki 6 równomiernie roz¬
mieszczone na powierzchni i umieszczone w ko¬
szyku 7. Trzpień nośny 5 wkręcany jest w tuleję 9

10 płyty górnej 8 przymocowanej do podstawy 2
. urządzenia naważanego. Zespół ustalający II

umieszczany jest obok czujnika tensometrycznego
i zamocowany jest do podstawy 1 tego czujnika
oraz podstaw 2 urządzenia naważanego. Zespół
ustalający II składa się ze stałego korpusu ^10,
śruby 11 z nakrętką 12 ido regulacji w pionie,
wkręcanej w stały korpus 10 oraz śrub z kulka¬
mi 13 do regulacji w płaszczyźnie poziomej, wkrę¬
canych we wspornik. 14 przymocowany do podsta¬
wy 2 urządzenia naważanego.

Zastrzeżenie patentowe

Urządzenie do regulacji nacisku na czujniki ten¬
sometryczne wagi elektronicznej, umieszczone mię¬
dzy podstawą czujnika tensometrycznego a podsta¬
wą urządzenia naważanego, znamienne tym, że
składa się z zabudowy czujnika tensometrycznego
(I) osadzonej na końcówce (3) czujnika tensome¬
trycznego, zawierającej między płytą nośną (4)
a trzpieniem nośnym (5) kudiki (6) rozmieszczone
równomiernie na powierzchni między nimi
i umieszczone w koszyku (7), gdzie trzpień nośny
(5) wkręcany jest w tuleję płyty górnej (8) przy¬
mocowanej do podstawy (2) urządzenia nawaiżane-
gai, oraz z zespołu ustalającego (II) umieszczanego^
obok czujnika tensometrycznego i zamocowanego
do podstawy (1) czujnika tensometrycznego i pod¬
stawy (2) urządzenia naważanego^, składającego się
ze stałego korpusu (10) i śruby (11) z nakrętką (12)
do regulacji w pionie, wkręcanej w stały korpus
(10), oraiz śrub z kulkami (13) do regulacji w
płaszczyźnie poziomej, wkręcanych we wspornik
(14) przymocowany do podstawy (2) urządzenia
naważanego. ■ -
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